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Regenf se tyk4 zpisobu m&¥eni parametrd
elipticky polarizovaného své&tla a za¥fzen{
k provadéni tohoto zpusobu.

Podstata zplsobu méfenf spodivd v tom, <
%e se elipticky polarizované sv&tlo zavidi L\
do modulédtoru, jimZz se jeho féze moduluje, .
nateZ se sv&tlo prichodem &tvrtvlnnou destid-
kou transformuje na linedrn& polarizované
svétlo s Zasové prom&nnou polohou polari-
zadn{ roviny, které se prichodem analyzito-
rem m&n{ na aplitudové modulované, line&r-
né polarizované sv&tlo s polarizadni ro-
vinou v &asové stdlé poloze a zavadi do
fotodetektoru, jeho% vystupni elektricky
proud obsahuje stiidavou sloZku, kterd se
kompenzuje k nulové hodnotd otddenim ana~ N
lyz&toru, pfifemZ se m&#f{ poloha polariza&-
ni roviny analyzd&toru, je%Z je funkci kruho-
vosti elipsy elipticky polarizovaného svét- i
la.

Podstata zatizenl pro provadéni zpusobu, ~ !
které sestdvd ze Stvrtvlnné destidky, ana- !
lyz&toru a fotodetektoru, spo&ivd v tom,
2e p¥ed &tvrtvlinnou destidkou je zatazen |
moduldtor svétla. i

Zpuisob lze s vyhodou vyuZit p¥i mé¥eni T e
a kontrole v krystalooptice a p¥i foto-
elastometrii, zejména ve strojfrenstvi,

Dal8{ moZné aplikace jsou p¥i mé¥eni a !
kontrole optickych vlastnosti pomoci

elipsometrie, nap¥. v elektronickém pri-

myslu. .
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Vyndlez se tyké zplsobu mé&¥eni parametrl elipticky polarizovaného svétla a za¥i-
zeni{ k provddé&ni tohoto zplsobu.

Pro urdeni parametrl elipticky polarizovaného sv&tla a m&feni dvojlomu se &asto poufivé
Senarmontova kompenz&toru, ktery se sklddd ze &tvrtvlnové destidky a oto&ného analyzitoru.
Osy &tvrtvlnové destidky jsou orientovdny rovnob&Zné& k osdm elipticky polarizovaného
svétla, M&¥en{ spodivd v uréeni extink&n{ polohy analyzdtoru ¥, tj. polohy, kdy optickou
soustavou prochdzi minimum své&telné energie Ipe Ghel ¥ je dm&rn§y kruhovitosti elipsy.
V okoli extink&nf polohy je z&vislost sv&telné energie I, na vychyleni analyzdtoru z extink&ni
oolohy A ¥ pfibli¥n& parabolické.

Nalezeni minima svételné energie Iy pti fotoeletrické detekci je komplikovdno tim, Ze
pom&r signdlu k Sumu je dmdrny (A.Yﬁz, coZ znamend, Ze se tento pomé&r zhorZuje se zmenduji-
cim se A ¥ . strudn& Fedeno presnost urdeni V’je limitovéno obtifemi p¥i hleddni extink&ni
polohy a krom& toho automatizaci m&¥enf nelze realizovat b&%Znym servosystémem, ktery
vyZaduje zmé&nu znaménka ¥fdfcfho signédlu p#i prilichodu extink&nf polohou.

Popsané nedostatky jsou vyrazn& odstrand&ny zplhsobem méfenl a zaf{zenim pbdle tohoto

vyndlezu,

Podstata zpisobu m&¥eni parametrd elipticky polarizovaného sv&tla podle vyndlezu
spotivd v tom, Ze se elipticky polarizované svétlo zavddi do moduldtoru, jimZ se jeho
fdze moduluje, nafeZ se své&tlo prichodem &tvrtvlnnou destifkou transformuje na linedrné&
polarizované svétlo s &asové prom&nnou polohou polariza&ni roviny, které se priichodem
analyzdtorem m&n{ na amplitudové modulované, linedrn& polarizované svétlo s polarizadni
rovinou v &asové stdlé poloze a zavaddi do fotodetektoru, jehof vystupni elektricky proud
obsahuje st¥fdavou slofku, kterd se kompenzuje k nulové hodnot& ot&¥enim analyzétoru, p¥ilemi
se m&¥{ poloha polariza&ni roviny analyzitoru, jeZ je funkci kruhovosti elipsy elipticky
polarizovaného svétla.

Podstata vyndlezu u za¥fzeni k provddéni zplsobu podle vyndlezu, které sestdvd
ze &tvrtvlinné destilky, analyzdtoru a fotodetektoru, spodivd v tom, %e p¥ed &¢tvrtvlnnou
destidkou je zatazen moduldtor svétla.

V¢hody zpidsobu a za¥fzenf podle vyndlezu oproti dosavadnimu stavu spo&ivajf v tom,
%Ye vyndlez umoZfiuje p¥esn&ji mé&¥it parametry elipticky polarizovaného svétla a jejich
mé¥en{ snadno zautomatizovat.

Podstata vyndlezu je d4dle objasn&na pomoci vykresu, na ném¥ je zn&zorndno sestaveni
g4sti za¥izeni, 2z nich¥ sestdvd. Prvni ¥4stf{ zafizen{ je fézovy moduldtor 1, za nim¥
je umisténa &tvrtvlinnd destidka 2, analyzdtor 3 a za nim fotodetektor 4.

Proud fotodetektoru 4 se p¥i zplisobu a zatizen{ podle vyndlezu skl&dd ze t¥{ vyznamngch
sloZek: ze stejnosmé&rného fotoproudu iss’ prvni harmonické modula&ni frekvence ig a druhé
harmonické iZw' U obou typl moduldtord lze s vyhodou vyuZit &&ste&né sinusové modulace.

Pro p¥fpad f4zové modulace v blizkosti extink&nf polohy lze st¥f{davé sloZky foto-
proudu vyjéd¥it ndsledujicimi vztahy, kdy pro moduldtor polarizani roviny se vyrazy
zméni jen o nepodstatné &iselné faktory:
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kde
6do je amplituda fézové modulace a
I, je intenzita své&tla vstupujfciho do zatfzeni.

Ihned je vidét, Ze iy = 0 pro AV=10 a ze pfi prlichodu polarizadni roviny analyzé-
toru 3 extink&ni polohou mé&ni iw znaménko.

pomd&r signdlu k Zumu v okolf extink&ni polohy je na rozdil od klasické metody
pouze A VY. pal%i prednosti vyndlezu proti piedghozim zpisobim mé&¥en{ jsou dény tim, Ze
se pracuje p¥i vy33fch frekvencich, kdy ¥umy elektronickych aparatur jsou niZ3i. M&¥eni
iw je nutno realizovat v pfitomnosti intenzivni sloZky iy + Z tohoto divodu je t¥eba
kombinovat tGzkopdskovou filtraci se synchronnf detekci.

V p¥{pad& provedeni za¥fzen{ podle vyndlezu prochdzi sv&tlo fédzovym modulétorem
1, zpdsobujfcim &4dstednou modulaci elipticity dopadajicfho svétla, které se pak transfor-
muje &tvrtvlnovou desti&kou 2 na linedrné& polarizované, jehoZ polarizaéni rovina se vy-
chyluje na ob& strany, od klidové polohy synchronné s modulaéni frekvencill. Své&tlo se
prichodem analyzdtoru 3 d4le méni ampiitudové na modulované a dopadd na fotodetektor 4.
Vznikly fotoproud se skl&d4 ze t¥{ vyznamnych sloZek, z nichZ prvni{ harmonickd modulaéni
frekvence iy se kompenzuje k nulové hodnoté ot&fenim analyzdtoru 3, jehoZ poloha, kterd

je funkci kruhovosti své&tla, se m&f{i.

vyndlez lze s vyhodou vyuZit p¥i m&¥eni a kontrole v krystalooptice a p¥i foto-
elastometrii, zejména ve strojirenstvi. Dal3i moZné aplikace jsou p¥i m&¥eni a kontrole
optickych vlastnost{ pomoci elipsometrie, nap¥. v elektronickém primyslu.

PREDMET VYNALEZU

1. ZpGsob mé&¥eni parametri elipticky polarizovaného sv&tla, vyznaleny tim, Ze se elipticky
polarizované svétlo zavdd{ do moduldtoru, jimZ se jeho féze moduluje, nale? se svétlo
prichodem &tvrtvlnnou destidkou transformuje na linedrné polarizované svétlo s &Casové
prom&nnou polohou polariza&ni roviny, které se prichodem analyzdtorem méni na amplitudoQé
modulované, linedrn& polarizované svétlo s polariza&nfi rovinou v &asové stdlé poloze
a zavAdi do fotodetektoru, jehoZ vystupni elektricky proud obsahuje st¥idavou sloZku,
kter4d se kompenzuje k nulové hodnoté& otd&enim analyzétoru, p¥i€emZ se mé&¥{ poloha pola-
rizadni roviny analyzdtoru, jeZ je funkci kruhovosti elipsy elipticky polarizovaného .
svétla.

2. za¥fzeni k provddéni zplisobu dle bodu 1, sestévajfci ze &tvrtvlnné destilky,

analyzdtoru a fotodetektoru, vyznadené tim, Ze p¥ed &tvrtvlnnou destiéku (2) je zafazen
moduldtor (1) svétla. .
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